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置及用于检测样本的系统，所述装置包括：样本

接收端口；以及入口组件，该入口组件被配置成

位于所述样本接收端口附近，该入口组件限定了

用于接收样本的容体并包括提取端口，该提取端

口被配置用于提取第一流体流以促进第二流体

流流向所述样本接收端口；其中所述入口组件还

包括幕帘端口，该幕帘端口被配置成与所述样本

接收端口和所述提取端口分离以供应第三流体

流从而促进所述第二流体流流向所述样本接收

端口。
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1.一种用于向样本检测器提供样本的装置，该装置包括：

样本接收端口；以及

入口组件，该入口组件被配置成位于所述样本接收端口附近，该入口组件限定了用于

接收样本的容体并包括提取端口，该提取端口被配置用于提取第一流体流以促进包括所述

样本的第二流体流流向所述样本接收端口；

其中所述入口组件还包括幕帘端口，该幕帘端口被配置成与所述样本接收端口和所述

提取端口分离以供应第三流体流从而促进包括所述样本的所述第二流体流流向所述样本

接收端口；

所述装置还包括：排气模块，用于排出来自所述提取端口的空气并向所述幕帘端口供

应空气。

2.根据权利要求1所述的装置，其中，所述入口组件被配置成接收样本探测器，所述幕

帘端口在所述样本探测器被插入所述入口组件时至少部分地周向布置在所述样本探测器

的尖端周围。

3.根据权利要求1所述的装置，其中，所述排气模块被配置成单独地控制通过所述提取

端口的所述第一流体流的第一流速和通过所述幕帘端口的所述第三流体流的第二流速。

4.根据权利要求3所述的装置，所述装置具有进入所述幕帘端口的流体流速率大于从

所述提取端口出去的流体流速率的第一配置，以及通过所述提取端口的流体流速率大于通

过所述幕帘端口的流体流速率的第二配置。

5.一种用于向样本检测器提供样本的装置，该装置包括：

样本接收端口；以及

入口组件，该入口组件被配置成位于所述样本接收端口附近，该入口组件限定了用于

接收样本的容体并包括提取端口，该提取端口被配置用于提取第一流体流以促进包括所述

样本的第二流体流流向所述样本接收端口；

其中所述入口组件还包括幕帘端口，该幕帘端口被配置成与所述样本接收端口和所述

提取端口分离以供应第三流体流从而促进包括所述样本的所述第二流体流流向所述样本

接收端口，其中，所述提取端口至少部分地周向布置在所述样本接收端口周围。

6.一种用于向样本检测器提供样本的装置，该装置包括：

样本接收端口；以及

入口组件，该入口组件被配置成位于所述样本接收端口附近，该入口组件限定了用于

接收样本的容体并包括提取端口，该提取端口被配置用于提取第一流体流以促进包括所述

样本的第二流体流流向所述样本接收端口；

其中所述入口组件还包括幕帘端口，该幕帘端口被配置成与所述样本接收端口和所述

提取端口分离以供应第三流体流从而促进包括所述样本的所述第二流体流流向所述样本

接收端口，

其中，所述样本接收端口包括采样针孔，所述提取端口包括布置在所述采样针孔周围

的环形流端口。

7.一种用于检测样本的系统，该系统包括：

上述任意一项权利要求所述的装置；以及

检测器，被布置成通过所述样本接收端口获得样本。
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用于向样本检测器提供样本的装置及用于检测样本的系统

[0001] 本申请是申请日为2013年09月20日、申请号为201380049361.9、名称为“样本探测

入口流系统”的中国发明专利申请的分案申请。

背景技术

[0002] 离子迁移率频谱测定法指的是能够用来分离并识别电离材料(诸如分子和原子)

的分析技术。能够基于载体缓冲气体中的迁移率来在气相中识别电离材料。因此，离子迁移

率频谱仪(IMS)能够通过对材料进行电离并测量所得到的离子到达检测器所花费的时间来

从感兴趣的样本中识别材料。离子的渡越时间与离子迁移率有关，离子迁移率与已经电离

的材料的质量和几何尺寸有关。IMS检测器的输出能够可视地被表示为峰值高度相对漂移

时间的频谱。在一些实例中，IMS检测在升高的温度(例如，高于100摄氏度(100℃))下执行。

在其他实例中，IMS检测能够在不加热的情况下执行。IMS检测能够用于军事和安全应用，例

如以检测毒品(drug)、爆炸物等。IMS检测还能够用于实验室分析应用，并且能够与诸如质

量频谱测定法、液体色谱分析法等补偿检测技术一起使用。

发明内容

[0003] 描述了使用提取端口将流体流导向样本接收端口的系统和技术。例如，装置包括

样本接收端口和被配置成位于样本接收端口附近的入口组件。入口组件限定了用于接收样

本的容体(volume)并且包括限定了被配置成位于样本接收端口附近的提取端口的间隙。提

取端口被配置成提取一种流体流以促进另一种流体流流向样本接收端口。提取端口能够被

配置为在样本接收端口周围的环形流端口。在一些实例中，该装置还包括与样本接收端口

和提取端口分离的幕帘端口(curtain  port)。该幕帘端口能够用于将流体引导着离开入口

组件的内表面并将流体引导向样本接收端口，和/或用于提供受控空气环境，和/或用于将

样本接收端口与外部污染源隔离。

[0004] 提供该发明内容以通过简化形式介绍部分概念，以下将在具体实施方式部分中对

该概念进行进一步的说明。该发明内容并非意欲认定所要求保护的主题的关键特征或必要

特征，也非意欲用于助于确定所要求保护的主题的范围。

附图说明

[0005] 将参照附图进行详细描述。在附图中，参考标号的最左侧数字用于识别参考标号

首次出现的附图。说明书和附图中，不同实例中相同参考标号的使用可以指示类似或相同

的项。

[0006] 图1A是示出了根据本公开示例性实施方式的入口组件的局部剖面侧视图，入口组

件包括位于采样针孔附近的提取端口和与提取端口分离的幕帘端口，其中，样本探测器位

于入口组件内。

[0007] 图1B是示出了根据本公开示例性实施方式的入口组件的局部剖面侧视图，入口组

件包括位于采样针孔附近的提取端口，其中样本探测器位于入口组件内。
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[0008] 图1C是示出了根据本公开示例性实施方式的入口组件的局部剖面侧视图，入口组

件包括位于采样针孔附近的提取端口和与提取端口分离的幕帘端口，其中，入口组件在蒸

汽采样配置中使用。

[0009] 图1D是示出了根据本公开示例性实施方式的入口组件的局部剖面侧视图，入口组

件包括位于采样针孔附近的提取端口，其中入口组件在蒸汽采样配置中使用。

[0010] 图2A是根据本公开示例性实施方式的、包括可操作地与样本检测器的排气模块相

耦合的控制器的系统的示意图，其中，该控制器能够用于控制排气模块的操作以便于样本

探测配置和蒸汽采样配置中的一者或多者中样本检测器的入口的操作。

[0011] 图2B是根据本公开示例性实施方式的、包括可操作地与样本检测器相耦合的控制

器的系统的示意图，其中，该控制器能够用于控制排气模块的操作以操作样本探测配置和

蒸汽采样配置中的一者或多者中的样本检测器。

具体实施方式

[0012] 样本探测通常与诸如频谱仪系统之类的分析仪器一起使用，以获得感兴趣的样本

并之后将该样本引导向分析设备。例如，样本探测器典型地与IMS检测器系统一起使用，以

从表面收集样本。之后能够使用例如解吸器将样本引导向IMS探测器，以使样本的一部分蒸

发。通过对位于IMS探测器的采样针孔前方的样本探测器进行加热，样本能够被解吸以使感

兴趣的任何物质的微量元素能够被IMS仪器所检测。然而，在该配置中，来自样本探测器的

热能够产生不期望的对流，该对流能够使得来自样本探测器的样本材料远离针孔。

[0013] 在一些情况中，对流可以依赖于地心引力。因此，当样本被解吸时，IMS检测器的有

效性和/或灵敏性可以依赖于IMS检测器的方向和/或样本探测器的方向。由于操作者可以

在各种方向上使用IMS检测器，并且进一步地由于样本探测器可以(例如基于使用角度、方

向等)不均衡地收集感兴趣的样本，所以IMS检测器方向与样本探测器上样本分布的各种组

合能够产生各种对流，一些对流可能引导样本离开针孔。

[0014] 描述了将样本材料向着检测设备的样本入口端口引导的技术。例如，用于样本检

测器的入口组件可以包括提取端口以及可能的幕帘端口，以用于将样本材料向着采样针孔

引导。与流体流(诸如空气等)一起被运载的样本材料能够被引导向针孔并且携带来自例如

邻近采样针孔的样本探测器的尖端的实质部分的样本材料。另外，通过提取端口的气流能

够携带材料离开入口组件的内壁并使用提取端口将空气从检测设备排出。这在入口组件的

内壁变得涂覆有蒸汽(其能够包括来自之前样本的材料，否则可能污染后续样本)时会特别

有用。根据本公开的技术能够减小样本浓度对设备方向和/或样本分布的依赖性。这能够减

小最小浓度与最大浓度之间的差异，并且有助于各种条件下检测的合理性极限的实现。另

外，当包括幕帘端口时，能够提供受控的采样环境，从而将样本入口与检测器外面的可能污

染隔离。

[0015] 图1A至1D示出了入口组件100，该入口组件能够与例如样本检测器(诸如，图2所示

的IMS系统200)一起使用。例如，入口组件100能够与IMS系统200一起使用，以向IMS系统200

提供(例如，来自图1A和1B所示的样本探测器102的和/或来自图1C和1D所示的周围环境的)

感兴趣的样本。在实施方式中，能够由IMS系统200通过采样针孔104接收样本。入口组件100

包括提取端口106，该提取端口106可以位于针孔104附近。当样本探测器102被插入入口组
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件100中时，针孔104和提取端口106位于样本探测器102附近。

[0016] 提取端口106用于向着针孔106抽取流体流(例如，气流)。例如，当在例如样本检测

器的方向上通过提取端口106抽取流体时，流体也将被抽取向针孔104。在一些实例中，提取

端口106被配置为由邻近针孔104并与针孔104共面的入口组件100所限定的环形流端口。例

如，提取端口106能够被周向地布置在针孔104周围。流体流因此被布置成基本上均匀地在

提取端口106的环面周围，以使得向着针孔104的流体流至少基本上与入口组件100和/或样

本探测器102的定向方向无关。均匀流能够通过例如具有环绕每个端口的环形流约束的窄

空气空间来产生。在包括两个或多个针孔104的实现方式中，能够包括两个或多个提取端口

106，一个提取端口针对一个针孔。

[0017] 在实现方式中，通过提取端口106的流体的流速可以被选择得足够高以克服由例

如解吸器所产生的对流。以此方式，向着针孔104的流体流能够至少基本上与入口组件100

和/或样本探测器102的定向方向无关。在其他实例中，提取端口106能够在样本检测器在蒸

汽采样(嗅探)配置中被操作时使用。在该配置中，样本探测器102不必用于提供感兴趣的样

本。相反地，检测器外部的空气(例如，环境空气)能够通过入口组件100被抽入。该气流能够

由通过提取端口106的流体流产生和/或促进。

[0018] 虽然本公开和附图描述了被配置成在环绕针孔104的周边的周围提供基本上均匀

的气流的环形提取端口106，但是应当指出，该特定配置仅以示例的方式提供且并不意味着

限制本公开。因此，在其他实现方式中，可以提供其他各种形状的提取端口，包括方形孔径、

矩形孔径、椭圆形孔径、菱形孔径等。另外，可以提供不止一个孔径，包括两个孔径、三个孔

径、四个孔径等。这些额外的孔径可以是各种形状的(例如，如之前描述的)。另外，应当注意

的是，通过这些其他孔径配置所产生的流可以不是基本上均匀的。

[0019] 在一些实例中，可以提供两个或更多个分离的流端口。例如，入口组件100能够包

括幕帘端口108。当样本探测器102位于入口组件100内时，幕帘端口108能够基本上被定位

在环绕样本探测器102的尖端。幕帘端口108用于将流体流(例如，气流)抽入入口组件100的

内部。在一些实例中，当样本探测器102被插入入口组件100中时，幕帘端口108被配置为由

邻近样本探测器102的尖端的入口组件100所限定的环形流端口。例如，幕帘端口108能够周

向地布置在样本探测器102的尖端周围。流体流因此被布置成基本上均匀地环绕在幕帘端

口108的环面周围，以使得向着针孔104的流体流至少基本上与入口组件100和/或样本探测

器102的定向方向无关。在包括两个或更多个针孔104的实现方式中，可以包括两个或更多

个提取端口106和两个或更多个幕帘端口108，一个提取端口106和一个幕帘端口108用于一

个针孔。

[0020] 在使用样本探测器102的配置中，幕帘端口108能够用来向着针孔104将流体流推

过样本探测器102的尖端，以及提供附加流体流，该附加流体流能够离开入口组件100并避

免污染物进入入口组件100(例如，如图1A所示)。在该配置中，进入幕帘端口108的流体流速

率大于从提取端口106出去的流体流速率。例如，在一个特定的配置中，通过提取端口106的

流速可以近似为每分钟两百毫升(200ml/min)，而通过幕帘端口108的流速可以近似为每分

钟三百毫升(300ml/min)。在该配置中，向着针孔104的流速可以近似为每分钟二十毫升

(20ml/min)。在该配置中，每分钟八十毫升(80ml/min)的溢流离开入口组件100(例如，如图

1A所示)，从而避免污染物影响样本或者使样本的污染最小化。然而，这些流速仅是以示例
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的方式提供，并且不意味着对本公开的限制。因此，入口组件100可以使用其他流速。

[0021] 在其他实例中，幕帘端口108能够在样本检测器在蒸汽采样配置中被操作时使用。

在该配置中，采样探测器102不必用于提供感兴趣的样本。相反地，来自检测器外部的空气

(例如，环境空气)能够通过入口组件100被抽入。该气流能够由通过提取端口106的流体流

产生和/或促进。例如，通过提取端口106的流体流的速率能够基本上大于通过幕帘端口108

的流体流的速率，以将空气向着入口组件100抽取。通过幕帘端口108的流体流能够用于引

导流体离开入口组件100的内表面并引向针孔104，这能够减小污染效应。

[0022] 虽然本公开和附图描述了被配置成提供环绕样本探测器102的周边周围的基本上

均匀的气流的环形幕帘端口108，但是应当注意的是，该特定配置仅是以示例的方式提供且

并不意味着限制本公开。因此，在其他实现方式中，可以提供其他各种形状的幕帘端口，包

括方形孔径、矩形孔径、椭圆形孔径、菱形孔径等。另外，可以提供不止一个孔径，包括两个

孔径、三个孔径、四个孔径等。这些额外的孔径可以是各种形状的(例如，如之前描述的)。另

外，应当注意的是，通过这些其他孔径配置所产生的流可以不是基本上均匀的。

[0023] 在实现方式中，通过幕帘端口108的流体流能够被清洗和/或干燥，以移除可能的

污染物。例如，使用风扇等从IMS检测器设备的壳体外部吸入的环境空气能够使用木炭过滤

器进行清洗并被供应给幕帘端口108。在其他实现方式中，气流能够使用泵和/或压缩空气

源(诸如压缩空气筒)来供应。另外，在一些实例中，诸如传感器的触发器能够用来在例如样

本探测器被插入入口组件100和/或从入口组件100移除时启动风扇。传感器能够包括但不

是必须局限于光学传感器、机械传感器、接近传感器等。在其他实例中，干净的和/或干燥的

空气能够基本上持续不断地被供应给幕帘端口108。

[0024] 图2是频谱仪系统(诸如离子迁移率频谱仪(IMS)系统200)的例示。虽然这里描述

了IMS检测技术，但是应当注意的是，各种不同的频谱仪能够受益于本公开的结构、技术和

方法。本公开意欲涵盖并包括这些改变。IMS系统200能够包括利用不加热(例如，周边温度

(环境温度或室温))检测技术的频谱测定设备。例如，IMS系统200能够被配置为轻量级爆炸

检测器。然而，应当注意的是，爆炸检测器仅是以示例的方式提供，且并不意味着限制本公

开。因此，本公开的技术可以与其他频谱测定配置一起使用。例如，IMS系统200能够被配置

为化学检测器。另外，在其他实现方式中，IMS系统200能够采用加热检测技术。例如，IMS系

统200能够被配置为轻加热检测器、充分加热检测器等。IMS系统200能够包括检测器设备，

诸如具有用于将来自感兴趣样本的材料引向电离区域/腔室的样本接收端口的样本检测器

202。例如，样本检测器202能够具有入口204，其中将被采样的空气被准许通过该入口204进

入样本检测器202。在示例性实现方式中，入口204能够以之前描述的入口组件100的方式进

行配置。在一些实现方式中，样本检测器202能够具有其他设备，诸如与IMS入口204协调连

接的气相色谱仪(未示出)。

[0025] 入口204能够采用各种样本引入方法。在一些实例中，能够使用空气流。在其他实

例中，IMS系统200能够使用各种流体和/或气体以将材料抽入入口204。使材料通过入口204

的方法包括使用风扇、加压气体、流过漂移区域/腔室的漂移气体所产生的真空等。例如，样

本检测器202能够被连接到采样线路，其中周围环境的空气(例如室内空气)使用风扇被抽

入采样线路。IMS系统200能够以基本上环境压力进行操作，虽然空气串流或其他流体能够

被用来将样本材料引入电离区域。在其他实例中，IMS系统200能够以更低的压力进行操作
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(即小于环境压力的压力)。另外，IMS系统200能够包括其他部件来从样本源装备材料引进。

例如，诸如加热器的解吸器能够包括在IMS系统200内以促使至少一部分样本蒸发(例如，进

入其气相中)，从而样本部分能够被抽入入口204。例如，样本探测器、拭子(swab)、擦子

(wipe)等能够用来从表面获得感兴趣的样本。样本探测器之后能够用来将样本传递给IMS

系统200的入口204。IMS系统200还能够包括预浓缩器，以浓缩或促使一剂材料进入电离区

域。

[0026] 通过使用例如与样本检测器202的容体以流体连通的隔膜，一部分样本能够通过

小的孔径入口(例如针孔104)被抽入样本检测器202。例如，当容体内的内部压力因隔膜的

移动而减小时，一部分样本从入口204通过针孔104传递到样本检测器202中。在通过针孔

104之后，该部分样本进入检测模块206。检测模块206能够包括电离区域，在电离区域中，使

用电离源(诸如电晕放电电离器(例如，具有电晕放电点))对样本进行电离。然而，电晕放电

电离器仅是示例，并且不意味着对本公开的限制。其他示例性电离源包括但不是必须局限

于放射性和电气电离源，诸如光致电离源、电喷射源、基质附助激光解吸电离(MALDI)源、镍

63源(Ni63)等。在一些实例中，电离源能够在多个步骤中对来自感兴趣样本的材料进行电

离。例如，电离源能够产生电晕，该电晕对电离区域中的气体进行电离，这些气体随后用来

对感兴趣材料进行电离。示例性气体包括但不是必须局限于：氮气、水汽、空气中包括的气

体等。

[0027] 在实现方式中，检测模块206能够在正模式、负模式中进行操作，能够在正负模式

之间进行切换等。例如，在正模式中，电离源能够从感兴趣样本中产生正离子，而在负模式

中，电离源能够产生负离子。正模式、负模式或正负模式切换中检测模块206的操作能够依

赖于实现喜好、预测的样本类型(例如，爆炸性、麻醉性、毒性工业化学制品)等。另外，电离

源能够被周期性地施加脉冲(例如，基于样本引入、导叶开度、事件的发生等)。

[0028] 之后能够使用电场将样本离子引向选通栅格(gating  grid)。选通栅格能够被即

刻打开以允许小簇样本离子进入漂移区域。例如，检测模块206能够在漂移区域的入口末端

处包括电子开闭器或门。在实现方式中，该门控制离子进入漂移区域。例如，该门能够包括

被施加或移除电势差的电线网格。漂移区域具有沿着其长度隔开的电极(例如，聚焦环)，以

施加电场来沿着漂移区域抽取离子和/或将离子向着检测器(通常与漂移区域中的门对立

放置)引导。例如，包括电极的漂移区域能够在漂移区域中施加基本上均匀的场。样本离子

能够在集电极电极处被收集，该集电极电极能够被连接到对各种样本离子的渡越时间进行

分析的分析仪器。例如，位于漂移区域远端处的集电极板能够收集沿着漂移区域通过的离

子。

[0029] 漂移区域能够用来基于单独离子的离子迁移率来对准许进入漂移区域的离子进

行分离。离子迁移率由离子上的电荷、离子的质量、几何尺寸等确定。以此方式，IMS系统200

能够基于渡越时间来分离离子。漂移区域能够具有从门延伸向集电极的基本上均匀的电

场。集电极可以是集电极板(例如，法拉第板)，其基于它们接触集电极板时的电荷来检测离

子。在实现方式中，在通常与离子向着集电极板行进的路径相对立的方向上，能够通过漂移

区域来提供漂移气体。例如，漂移气体能够从集电极板附近流向门。示例性漂移气体包括但

不是必须局限于氮气、氦气、空气、再循环空气(例如，被清洗和/或干燥的空气)等。例如，能

够用泵来逆着离子流的方向、沿着漂移区域对空气进行循环。能够使用例如分子筛包
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(molecular  sieve  pack)来干燥和清洗空气。

[0030] 在实现方式中，样本检测器202能够包括用于提升感兴趣材料的识别的各种部件。

例如，样本检测器202能够包括包含校准物和/或掺杂物成分的一个或多个单元。校准物能

够用来校准离子迁移率的测量。掺杂物能够用来阻止干扰离子的电离。掺杂物还能够与样

本材料相组合，并被电离以形成与单独对应于样本材料的离子相比能够被更有效地检测到

的离子。掺杂物能够被提供给入口204、电离区域和/或漂移区域中的一者或多者。样本检测

器202能够被配置成在样本检测器202的操作期间可能在不同的时间向不同位置提供掺杂

物。样本检测器202能够被配置成对掺杂物传递和IMS系统200的其他部件的操作进行协调。

[0031] 控制器250能够检测离子到达集电极板时集电极板上的电荷变化。因此，控制器

250能够根据它们对应的离子来识别材料。在实现方式中，控制器250还能够被用来控制门

的打开，以产生不同离子沿着漂移区域的渡越时间的频谱。例如，控制器250能够用来控制

施加到门上的电压。基于事件的出现等能够控制门的操作周期性地发生。例如，控制器250

能够基于事件的发生(例如电晕放电)来周期性地对门打开和/或关闭多长时间进行调整，

等等。另外，控制器250能够基于电离源的模式(例如，检测模块206是处于正模式还是负模

式中)来切换施加到门上的电势。在一些实例中，控制器250能够被配置成检测爆炸物和/或

化学制剂的存在并在指示器258上提供这种制剂的警报或指示。

[0032] 在实现方式中，包括一些或所有其部件的IMS系统200能够在计算机控制下进行操

作。例如，处理器能够包括在IMS系统200中，以使用软件、固件、硬件(例如，固定逻辑电路)、

手动处理或其组合来控制这里描述的IMS系统200的部件和功能。这里使用的术语“控制

器”、“功能”、“服务”和“逻辑”通常表示与控制IMS系统200相结合的软件、固件、硬件或软

件、固件或硬件的组合。在软件实现方式的情况中，模块、功能或逻辑表示当在处理器(例如

一个或多个CPU)上执行时用于执行指定任务的程序代码。程序代码可以存储在一个或多个

计算机可读存储设备(例如，内部存储器和/或一个或多个有形媒体)等中。这里描述的结

构、功能、方法和技术能够在具有各种处理器的各种商业计算平台上实现。

[0033] 例如，如图2B所示，样本检测器202可以与控制器250相耦合，以控制从提取端口

106和/或幕帘端口108中提取流体。例如，控制器250可以与排气模块208相耦合以例如通过

控制从入口204的提取端口106逐出的流体的流速和/或通过控制从入口204的幕帘端口108

逐出的流体的流速来控制来自样本检测器202的入口204的流体的提取，其中排气模块208

可以包括一个或多个风扇(例如，电池供电的风扇)、阀门、百叶窗、通风孔等。因此，在既使

用提取端口106又使用幕帘端口108的配置中，流体流速能够与提取端口106和幕帘端口108

的控制无关，以便能够实现使用样本探测器的配置与提供蒸汽采样的配置之间的切换。

[0034] 控制器250可以包括处理模块252、通信模块254和存储器模块256。处理模块252为

控制器250提供处理功能，并且可以包括任意数量的处理器、微控制器或其他处理系统以及

用于储存由控制器250评估或产生的数据和其他信息的驻留或外部存储器。处理模块252可

以执行用于实施这里描述的技术的一个或多个软件程序。处理模块252不受其形成材料或

这里采用的处理机制的限制，并因此可以经由半导体和/或晶体管(例如使用电子集成电路

(IC)部件)等来实现。

[0035] 通信模块254可操作地被配置成与样本检测器202的部件进行通信。通信模块254

还与处理模块252通信耦合(例如，以用于将样本检测器202的输入通信传递给处理模块
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252)。通信模块254和/或处理模块252还能够被配置成与各种不同网络通信，该不同网络包

括但不是必须局限于因特网、蜂窝电话网络、局域网(LAN)、广域网(WAN)、无线网、公共电话

网、内联网等。

[0036] 存储器模块256是有形计算机可读媒体的示例，该存储器模块256提供存储功能以

储存与控制器250的操作相关联的各种数据(诸如软件程序和/或代码段)或者指示处理模

块252以及控制器250的可能其他部件执行这里描述的步骤的其他数据。因此，存储器能够

储存数据，诸如用于操作IMS系统(包括其部件)的指令的程序、频谱数据等。虽然示出了单

个存储器模块256，但是可以采用各种类型和组合的存储器(例如，有形存储器、永久性存储

器)。存储器模块256可以与处理模块252集成，可以包括单独的存储器，或者可以是其组合。

[0037] 存储器模块256可以包括但不是必须地局限于可移动和不可移动存储器部件，诸

如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存(例如，安全数字(SD)存储卡、迷你SD存储

卡和/或微SD存储卡)、磁存储器、光存储器、通用串行总线(USB)存储设备、硬盘存储器、外

部存储器和其他类型的计算机可读存储媒体。在实现方式中，样本检测器202和/或存储器

模块256可以包括可移动集成电路卡(ICC)存储器，诸如由用户标识模块(SIM)卡、通用用户

标识模块(USIM)卡、通用集成电路卡(UICC)等所提供的存储器。

[0038] 在实现方式中，各种分析设备能够利用这里描述的结构、技术、方法等。因此，虽然

这里描述了IMS系统200，但是各种分析仪器可以利用所描述的技术、方法、结构等。这些设

备可以配置有有限的功能(例如，薄设备)或鲁棒性功能(例如，厚设备)。因此，设备的功能

可以与设备的软件或硬件资源(例如，处理功率、存储器(例如，数据存储能力)、分析能力

等)相关。

[0039] 在实施方式中，提供了一种系统，包括：样本检测器，该样本检测器包括样本接收

端口；入口组件，该入口组件被配置成位于样本检测器的样本接收端口附近，该入口组件限

定了用于接收样本的容体并包括限定了提取端口的间隙，该提取端口被配置用于提取第一

流体流以促进第二流体流向样本接收端口；以及排气模块，用于排出来自提取端口的空气。

在该实施方式中，该系统可以包括在任意所附权利要求中所限定的系统的特征。装置包括

样本接收端口和被配置成位于样本接收端口附近的入口组件。入口组件限定了用于接收样

本的容体，并包括用于限定提取端口的间隙。提取端口被配置成提取一种流体流以促进另

一种流体流流向样本接收端口。提取端口能够被配置为在样本接收端口周围的环形流端

口。在一些实例中，该装置还包括与样本接收端口和提取端口分离的幕帘端口。该幕帘端口

能够用于将流体引导着离开入口组件的内表面并将流体引导向样本接收端口，和/或用于

提供受控空气环境，和/或用于将样本接收端口与外部污染源隔离。

[0040] 虽然已经以针对结构特征和/或方法行为的语言对主题进行了描述，但可以理解

的是，所附权利要求书中所限定的主题并非必须局限于所描述的特定特征或行为。虽然讨

论了各种配置，但是装置、系统、子系统、部件等能够在不背离本公开的情况下以各种方式

构建。相反地，这些特定特征及行为被公开为实施权利要求书的示例形式。
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